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@ Verfahren und Vorrichtung zum SpleiBen von Lichtwellenleitern 

@ Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum SpleiGen von 
Lichtwellenleitern. 

Mindestens ein Laserstrahl wird zum thermischen Splei- 
Ren von mindestens zwei Lichtwellenleitern auf die Licht- 
wellenleiter gelenkt. ErfindungsgemaR wird zur Beein- 
flussung des Leistungsdichteprofils auf den zu versplei- 
Benden Lichtwellenleitern die Position eines Auftreff- 
punkts des oder jeden Laserstrahls auf die Lichtwellenlei- 
ter in Langsrichtung der zu verspleiSenden Lichtwellen- 
leiter verandert. 
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Beschreibung [00 08] Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung erge- 

[0001] Die Erfindung betriffi ein Verfahren zum Snteifen ^If^^ ^1 ^f^^hen und der nachfolgenden 

von Lichtwellenleitern gemaB Tern «SS d£ An K£ \ ^^sbeispiele werden anhand der 

spmchsl.Weiterl^be.rkdieErLigZtSh^ 5 % tSTffTST * t 

sisar* geL dem obeJ E~5=£" zur des 

Regel eine elektrische oLmendadung afa EeLue 10 S^!, ? FT m W « dM ™S des sich 

fur den SpleiBvorgang. Wahrend des stfvSS £££SEf einSteUenden 

den sich die zu verspleiBenden LichtweUenleiter in einer WC ST£ H y Uchtw f<f^ ™"»& 

Einflusszone dieser Glimmentladung und werden Lurch lunll^f' ? ,f ^ T Verdeuthchun g d « Bewe- 

auf Schmelztemperatur erwarmt. FuV £ XSat deTS E^T'* 11,11 Kurven 

reichtenSpleiBve^bindungsindnebenandeS^ e" 15 SiSSM^^ d - Laserleistung und 

sowohl die Intensitat der Erwarmung der LichtweUenleiter STZ.u ^ , 8 n Slch auf den 211 vers P leiBe D- 

* auch die Gr.Be der ErwtoungLne voSutnt SSSSSSZSZ?* 

DiesebddenParameterkonnenjedochbeiaufdemPrinzip [00121 SW^X33i- H • ^ , 

der Glimmendadung beruhenden SpleiBgeraten nicht unab P S VorrichL E und 1 erfindungsgema- 

hangig voneinandergesteuert werden. AlswesentlicheSteu- 20 r00131 Fii» 1 fVin^n A,,f. «v- , > , 

erparameter stehen namlich bei diesen SpleiBgeraten der 7wei LI ? h Auftreflpunkt ernes Laserstahls auf 

Strom, „ut dem die Glinunendadung beffi wkd und D™fs*hT Vers P leiBende LichtweUenleiter in 

[0003] Aus dem Dokument TT«i A-4 9« ^ ■ > • ,/ rau ™<*e Ausnchtung der LichtweUenleiter 10, 11 in drei 

fahJ ^^S^t^S£^ 30 ^lTttTr , "S , ^ ,,,,tata AChS;n mB ^ 
Laser als EnergiequeUe verwendet wirri ZX^v»!f,i Der LichtweUenleiter 11 tst auf den Positionierele- 

ren wixd eine FoSlnTdes meMeD " ange ° rdnet ' die den LichtweUenleiter 11 in 

urn eine ausreichende SnJsSe lEtZSES wTz lt?r° 0tal : e t Ufenden ' ^ * S °- 
dehnung der frwarmuneszone ist bei ! ^ , aufgespannten Ebene verschieben konnen. Der 

[0004] BeiheutigenVifiS^ eserfoxder- SSCSh deS aI* 0 "^? 12istderUch «- 

Uch, zwei unterschiedfiche Fasern miteinander ver JSTfEl -f a "u 6 y erschlebbar ' die ^echt 

schweiBen. Wenn die zu verschweiLSaTe™ ™™ £T h der ( x : Ad f u " d z-Achse verlauft. ffierdurch lassen sich 

spiel stark m^cO^S^^^^ SZTfl" " ^f 6 "^ LichtweUenleiter 10, 11 

sen, kommt es - wenn man totSSSS 40 S EnS-f f f "T" t "V^ 11 - 

greift-zuerhebUchenZusatzdampftmgen AlsGeje^aB- E/vL ^ ^"OT ein 

nahme kann man bei den aus dem StLd der IfecEe n< Laserstrahl 16 ausstrahlt. 

kannten Verfahren eine reladv lange SpWB« ft S 5^ ^ ^ a f ei " en Spiegel 17 md so « 

umdurcbDiffitsiondesKernma^ lsderS^^ l^^ 8 ^ st^dT7-^ n ^ t LiChtWellenleite 10, U 

eine Angleichung der Modenfelddurchmesser zu Sen 45 S^L^Se Kot^ / ? ^ 

Dadurchlasst sich zwar eine gewisse Verbesserune erzielea' I3T . Kom P° nenten verwendet werden. Es 

diese Vorgehensweise bietet Lr mcht genS S J™ R T" ™ trische 0 P d ^ Bauteile, 

grade, urn opdmale Ergebnisse zu erreichen Z efn^S ^ht " toSpaKnte PtlSmeD ^ ^ in Be " 

malen SpleiBprozess zu gewahrleisten, muss die Form der 100161 ZurFolcu«i<.r„noH»cT ,<. . u. • 

Erwarmungszone bzw. das Temperaturprofil endang der 50 » v«l ^ t0 5 Ussle ™ n 8 desLaserstra blsl«'steineLinse 

Lichtwellenleiterachse, unabhanTCtolfeShS HerIT ? ', 1^ * nU »!W des Laserstrahls entwe- 

Warmeleistung vollig M w^K SCXS ^ dem ^ 

der Technik nicht moghcb vorgeoronet ist (Jfig I). Als Laser 15 kommt voreugsweise 

rnnn^i u;.„, u _, ,• , ein COyLaser zum Einsatz. 

10U07J MitHilfe der Erfindung lassen sich beim SpleiBen TOOISI Die Zentnl^i^rpinri.K,.,^ >» j- , „ 

die Diffitsionsvorgange in den Lichtwellenleitem gezielt 65 Z bzw R der , SteUe " 

chen Ausnchtung der miteinander zu verspleiBenden Licht- 
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weilenleiter 10, 11 erforderlich, so gibt die Zentralsteuerein- Spiegels 17 periodisch and mit einer Periodendauer, die weit 

richtung 22 Steuersignale an eine Lagesteuereinrichtung 24 kiirzer ist als die thermische Zeitkonstante der Faser. Da- 

weiter, die mit alien drei Positionierelementen 12, 13, 14 durch wird sichergestellt, dass die Lichtwellenleiter im ge- 

verschaltet ist. Hierdurch erfolgt dann eine Veranderung der samten Bewegungsbereich des Auftreffpunktes quasi 

raumiichen Ausrichtung der miteinander zu verspleiBenden 5 gleichzeitig erwarmt wird. Eine bevorzugte Frequenz fur die 

Lichtwellenleiter 10, 11. Bewegung des Spiegels 17 liegt zwischen 50 Hz und 

[0019] Zur Gewahrleistung eines optimalen SpleiBprozes- 500 Hz. Zur Steuerung des Leistungsdichteprofils wird die 

ses muss das Temperaturprofil bzw. das Leistungsdichtepro- Bewegung des Spiegels 17 bzw. des Auftreffpunkts 28 und/ 

fil endang der Achse der Lichtwellenleiter 10, 11 , unabhan- oder die Leistung des Lasers 15 bzw. des Laserstrahls 16 

gig von der aufgebrachten Leistung des Lasers 15 vollig frei 10 moduliert. 

wahlbar sein. Hierzu ist dem Spiegel 17 eine Antriebsein- [0023] Zur Modulation der Bewegung bzw. der Ge- 
richtung 25 zugeordnet, mit Hilfe derer der Spiegel 17 in schwindigkeit der Bewegung des Spiegels 17 bzw. des Auf- 
seiner Position verandert werden kann. GemaB Fig. 1 und 4 treffpunkts 28 wird die Antriebseinrichtung 25 des Spiegels 
ist der Spiegel 17 schwenkbar. Zur Steuerung der Schwenk- 17 mit einer Kurvenfonn angesteuert, die fur das ge- 
bewegung des Spiegels 17 ist der Antriebseinrichtung 25 15 wiinschte Erwarmungsprofil bzw. Leistungsdichteprofil 
eine Antriebsteuerungseinrichtung 26 zugeordnet. Die An- sorgt. Die Leistung des Lasers 15 wird dabei vorzugsweise 
triebsteuerungseinrichtung 26 ist mit der Zentralsteuerein- konstant gehalten. In Bereichen mit langsamer Bewegung 
richtung 22 verschaltet. Weiterhin ist eine Lasersteuerein- des Spiegels 17 wirkt im Mittel ein hdherer Anteil der La- 
richtung 27 vorhanden, mit Hilfe derer die Leistung des La- serleistung als in Bereichen mit schneller Bewegung dessel- 
sers 15 beeinflusst werden kann. Die Lasersteuereinrichtung 20 ben. Daher werden in diesen Bereichen die Lichtwellenleiter 
27 ist einerseits mit der Zentralsteuereinrichtung 22 und an- starker erwarmt. Fig. 2 zeigt dies anhand von drei Beispie- 
dererseits mit dem Laser 15 verschaltet len. Bei einer sinusfdrmigen Bewegung ft des Spiegels 17 
[0020] Das erfindungsgemaBe Verfahren zum SpleiBen uber der Zeit T gemaB Kurve 31 ist bei konstanter Leistung 
der Lichtwellenleiter 10, 11 wird nachfolgend unter Bezug- des Lasers 15 die Leistungsdichte an den Randern der Be- 
nahme auf die Zeichnungen 1 bis 3 in groBerem Detail be- 25 wegung im Bereich 29 am groBten, weil dort wegen der Um- 
schrieben: kehr der Bewegungsrichtung die Bewegung des Spiegels 17 
ErfindungsgemaB wird ein Auftreffpunkt 28 des Laser- am langsamsten ist. Als Intensitatsprofil I der mittleren La- 
strahls 16 auf die zu verspleiBenden Lichtwellenleiter 10, 11 serleistung ergibt sich die in der Kurve 32 dargestellte "Ba- 
in Langsrichtung der zu verspleiBenden Lichtwellenleiter dewannenkurve". Das zweite Beispiel zeigt in der Kurve 33 
10, 11 verandert. Dies ist insbesondere in Fig. 1 verdeut- 30 eine dreiecksformige Bewegung Q des Spiegels 17. Dies 
licht. Der Auftreffpunkt 28 wird dabei in einem vorbe- fuhrt bei wiederum konstanter Leistung des Lasers 15 zu ei- 
stimmten Bereich 29 urn eine SpleiBstelle 30 der zu ver- nem gleichmaBigen Intensitatsprofil I uber der Achse der 
spleiBenden Lichtwellenleiter 10, 11 herum verschoben. miteinander zu verspleiBenden Lichtwellenleiter 10, 11 - 
Vorzugsweise wird der Auftreffpunkt 28 in dem vorbe- siehe Kurve 34 in Fig. 2. Im dritten Beispiel - siehe Kurven 
stimmten Bereich 29 periodisch verschoben, wobei eine 35 35 und 36 - ist gezeigt, wie durch eine entsprechende Modu- 
Frequenz fur das Verschieben des Auftreffpunkts 28 auf den lation der Spiegelbewegung Q ein willkiirlich gewahltes In- 
zu verspleiBenden Lichtwellenleiter 10, 11 derart bemessen tensitatsprofil I erreicht wird. Ein linker Lichtwellenleiter 
ist, dass eine Periodendauer fur das Verschieben des Auf- wird hier deutlich starker erwarmt als der rechte Lichtwel- 
treffpunkts 28 wesentlich kiirzer ist als die thermische Zeit- lenleiter, weil in diesem Bereich die Spiegelbewegung lang- 
konstante der zu verspleiBenden Lichtwellenleiter 10, 11. 40 samer ist. Ein solches unsyrnmetrisches Intensitatsprofil I ist 
[0021] In diesem Zusammenhang ist von Bedeutung, dass insbesondere dann vorteilhaft, wenn die beiden miteinander 
die Fokussierung des Laserstrahls 16 derart erfolgt, dass zu verspleiBenden Lichtwellenleiter 10, 11 unterschiedliche 
sich ein relativ schmaler Auftreffpunkt 28 und damit eine re- Eigenschaften, z. B. stark unterschiedliche AuBendurch- 
lativ schmale Erhitzungszone auf den Lichtweilenleitem 10, messer, aufweisen. Zur Modulation der Bewegung des Auf- 
11 einstellt. Der Auftreffpunkt 28 darf nicht breiter als die 45 treffpunkts 38 wird demnach bei einer vorgegebenen kon- 
kleinste zum SpleiBen zweckmaBige Erhitzungszone sein. stanten Frequenz fur das Verschieben des Auftreffpunkts 38 
Eine zweckmaBige Breite des Auftreffpunkts 28 liegt zwi- ein Kurvenverlauf der Bewegung des Auftreffpunkts 38 
schen 20 urn und 100 um. Weiterhin erfolgt die Fokussie- bzw. des Spiegels 17 verandert. 

rung vorzugsweise derart, dass sich in der Lichtwellenleiter- [0024] Zur Modulation der Intensitat des Laserstrahls 16 

ebene ein langlicher Auftreffpunkt 28 ergibt, der quer zur 50 wird die Leistung L des Lasers 15 verandert. Die Modula- 

Achse der Lichtwellenleiter 10, 11 eine groBere Ausdeh- tion des Lasers 15 erfolgt hierbei synchron zur Bewegung CI 

nung als langs zur Achse aufweist (siehe Fig. 5). Anstelle ei- des Spiegels. Die Antriebseinrichtung 25 des Spiegels 17 

nes runden Auftreffpunkts 28 ergibt sich so beispielsweise wird mit einer konstanten Kurvenform (z. B. Sinus) und der 

ein linienformiger oder elliptischer Auftreffpunkt 28. Hier- oben genannten Grundfrequenz betrieben. Die Leistung L 

durch wird eine ubermaBige lokale Erwarmung der Licht- 55 des Lasers 15 wird synchron dazu gesteuert bzw. geregelt, 

weilenleiter 10, 11 vermieden. Weiterhin konnen Toleranzen so dass sich das gewunschte Leistungsdichteprofil I ergibt. 

zwischen der Position der Lichtwellenleiter 10, 11 und der Fig. 3 zeigt hierzu wieder drei Beispiele. Der Spiegel 17 

Lage des Auftreffpunkts 28 ausgeglichen werden. Die ge- wird in diesen Beispielen gemaB Kurven 31sinusformigbe- 

wiinschte Form des Auftreffpunkts 28 kann durch Verwen- wegt, da dies technisch am einfachsten zu realisieren ist In 

dung von Zylinderlinsen oder entsprechende Linsenkombi- 60 den Beispielen gemaB Fig. 3 werden die gleichen Leistungs- 

nationen erreicht werden. Die optimale Breite des Auftreff- dichteprofile 32, 34, 36 realisiert wie in den Beispielen ge- 

punkts 28 ergibt sich aus den o. g. Forderungen beziiglich , maB Fig. 2. Bei konstanter Laserleistung L - Kurve 37 - er- 

der Breite der Erwarmungszone. Die Hohe des Auftreff- gibt sich fur das Leistungsdichteprofil I wieder die o. g. "Ba- 

punkts 28 sollte so gewahlt werden, dass die zu erwartenden dewannenkurve". Im zweiten Beispiel wird die Laserlei- 

mechanischen Toleranzen sicher abgedeckt werden, d. h. es 65 stung L gemaB Kurve 38 so moduliert, dass sie gerade die 

muss vermieden werden, dass die Lichtwellenleiter 10, 11 Geschwindigkeitsunterschiede der Bewegung Q des Spie- 

am Rand des Auftreffpunkts 28 oder gar auBerhalb liegen. gels 17 kompensiert. Hierdurch ergibt sich wieder ein kon- 

[0022] Wie bereits erwahnt, erfolgt die Bewegung des stantes Leistungsdichteprofil I. Im dritten Beispiel ist dies 
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genauso, jedoch wird zusatzlich im linken Teii der Spiegel- 
bewegung eine hohere Laserleistung L - Kurve 39 - ge- 
wahlt als im rechten Teil. Dadurch wird der linke Lichtwel- 
lenleiter starker erwarmt als die rechte Lichtwellenleiter. 
[0025] Durch die gezeigte Anordnung ist es demnach ; 
moglich, das Leistungsdichteprofil I der auf die Lichtwel- 
lenleiter 10, 11 auftreffenden Laserstrahlung nahezu belie- 
big zu steuern. Dadurch kann das Temperaturprofil wiihrend 
des SpleiBvorgangs so eingesteUt werden, wie dies fur opti- 
mal Dampfung erforderlich ist. So wird ein optimaler U 
SpleiBprozess mit geringst moglichen Dampfungswerten er- 
reicht. Die Steuerung des Temperaturprofils liber die Modu- 
lation der Intensitat des Laserstrahls bietet gegenuber der 
Steuerung uber die Kurvenform der Bewegung den Vbrteil, 
dass an die Antriebseinrichtung 25 des Spiegels 17 sehr viel 15 
genngere Anforderungen gestellt werden konnen. So ist bei- 
spielsweise eine dreieckforrnige Spiegelbewegung gemafi 
Kurve 33 technisch schwierig und nur naherungsweise rea- 
lisierbar. 

[0026] Es wird demzufolge entweder die Kurvenform der 20 
Spiegelbewegung Q. oder die Laserleistung L moduliert. 
Selbstverstandlich kann auch beides miteinander kombiniert 
werden. 

[0027] Die Bewegung des Laserstrahls 16 wird in den ge- 
zeigten Beispielen mit einem periodisch bewegten Spiegel 25 
17 - einem sogenannten Galvanometerscanner - bewerk- 
stelligt. Stattdessen kann auch ein Polygonscanner verwen- 
det werden. Dabei handelt es sich urn einen rotierenden 
Spiegel mit mebreren, regelmafiig angeordneten Spiegelfla- 
chen (z. B. Seitenkanten eines Sechsecks). Dieses ermog- 30 
licht eine hohe Geschwindigkeit der Bewegung des Laser- 
strahls 16, da keine Bewegungsumkehr erforderlich ist. In 
diesem Fall kann dann die Steuerung des Intensitatsprofils I 
vorzugsweise uber die Modulation der Laserleistung L be- 
werkstelligt werden. 

[0028] Das erfindungsgemaBe Verfahren kann in gleicher 
Weise auch zum gleichzeitigen SpleiBen mehrererzu einem 
Bandchen zusammengefasster LichtweUenleiter (soge- 
nannte ribbon) verwendet werden. In diesem Fall ist der 
Leuchtfleck so gestaltet, dass derselbe die Breite des gesam- 
ten Bandchens abdeckt. Hierzu gibt es zwei Moglichkeiten: 
Nach einer ersten Moglichkeit wird ein zusatzliches Hin- 
und Herbewegen des Laserstahls quer zur Achse der Licht- 
wellenleiter durchgefuhrt. Hierzu ist im einfachsten Fail ein 
zweiter beweglicher Spiegel, vorzugsweise ein Polygons- 45 
canner, vorgesehen. Dadurch kann die Bewegungsfrequenz 
fur eine zweite Bewegungsachse sehr viel hoher gewahlt 
werden als fur eine erste Achse. Dadurch wird vermieden, 
dass die Uberlagerung der beiden Bewegungen zu einer un - 
erwunscht ungleichfdrmigen Warmeverteilung fiihrt. Nach 
einer zweiten Moglichkeit wird der Laserstrahl durch eine 
Oder mehrere Zylinderlinsen zu einer Linie aufgeweitet. Der 
hierdurch erzeugte linienforauge Leuchtfleck muss dann 
quer zur Faserachse so gro8 sein, dass im gesamten Band- 
chen alle VerbindungssteUen gleichmaBig erwarmt werden. 
[0029] Das erfindungsgemaBe Verfahren eignet sich auch 
besonders gut zum SpleiBen von Lichtwellenleitern mit un- 
terschiedlichen Eigenschaften, insbesondere unterschiedli- 
chen AuBendurchmessern. In diesem Fall ist die Anwen- 
dung eines unsymmetrischen Intensitatsprofils I gemaS 60 
Kurve 36 besonderes vorteilhaft. 

[0030] Das erfindungsgemaBe Verfahren kann auch zum 
SpleiBen von Lichtwellenleitern an optische Bauteile 
("Chips", z. B. Wellenlangenmultiplexer, Koppler etc.) ver- 
wendet werden. 

[0031] Beim SpleiBen von Lichtwellenleitern an optische 
Bauteile ist sozusagen einer der zu verspleiBenden Licht- 
wellenleiter ein Lichtwellenleiter im optischen Bauteil. Da 
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dieser eine wesentlich groBere Warmekapazitat und Warme- 
ableitung aufweist als der andere LichtweUenleiter, ist in 
diesem Fall die Anwendung eines unsymmetrischen Intensi- 
tatsprofils I gemafi Kurve 36 von besonderem Interesse Da- 
5 her bietet das erfindungsgemaBe Verfahren hier besondere 
Vorteile. 

[0032] Es ist grundsatzhch moglich, anstelle eines Laser- 
strahls auch mehrere Laserstrahlen zu verwenden. Hierzu 
kann beispielsweise der Laserstrahl mittels eines Strahltei- 
) lers in zwei Teilstrahlen aufgeteilt werden, die beide auf die 
LichtweUenleiter geienkt werden. In diesem FaU kann die 
Erficdung m gleicher Weise angewendet werden. 

BezugszeichenHste 

10 Lichtwellenleiter 

11 LichtweUenleiter 

12 Positionierelement 

13 Positionierelement 

14 Positionierelement 

15 Laser 

16 Laserstrahl 

17 Spiegel 

18 Iinse 

19 Kamera 

20 Kamera 

21 Erfassungseinrichtung 

22 Zenlxalsteuereinrichtung 

23 Bedien- und Anzeigeinrichtung 

24 Lagesteuereinrichtung 

25 Antriebseinrichtung 

26 Antriebssteuereinrichtung 

27 Lasersteuereinrichtung 

28 Auftreffpunkt 
29Bereich 

30 SpleiBsteUe 

31 Kurve 

32 Kurve 

33 Kurve 

34 Kurve 

35 Kurve 

36 Kurve 

37 Kurve 

38 Kurve 

39 Kurve 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zum SpleiBen von LichtweUenleitern 
wobei mindestens ein Laserstrahl (16) zum thermi- 
schen SpleiBen von mindestens zwei LichtweUenlei- 
tern (10, 11) auf die LichtweUenleiter (10, U) geienkt 
wird, dadurch gekennzeichnet, dass zur Beeinflus- 
sung des Leistungsdichteprofils auf den zu verspleiBen- 
den LichtweUenleitern (10, U) eine Posidon eines 
Auftreffpunktes (28) des oder jeden Laserstrahls (16) 
auf die LichtweUenleiter (10, 11) in Langsrichtung der 
zu verspleiBenden LichtweUenleiter (10, 11) verandert 
wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Auftreffpunkt (28) in einem vorbestimm- 
ten Bereich (29) urn eine SpleiBsteUe (30) der zu ver- 
spleiBenden LichtweUenleiter (10, 11) herum verscho- 
ben wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
net, dass der Auftreffpunkt (28) in dem vorbestimmten 
Bereich (29) periodisch verschoben wird, wobei eine 
Frequenz ftir das Verschieben des Auftreffpunkts (28) 
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auf den zu verspleiBenden Lichtwellenleiter (10, 11) 
derart bemessen wird, dass eine Periodendauer fur das 
Verschieben des Auftreffpunkts (28) kiirzer ist als die 
thermische Zeiikonstante der zu verspleiBenden Licht- 
wellenleiter (10, 11). 5 

4. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspriiche 
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass zur Bereicstel- 
lung eines optimierten Leistungsdichteprofils auf den 
zu verspleiBenden Lichtwellenleitern (10) die Bewe- 
gung des Auftreffpunkts (28) und/oder die Intensitat 10 
des Laserstrahls (16) moduliert wird. 

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, dass zur Modulation der Bewegung des Aufireff- 
punkts (28) bei einer vorgegebenen Frequenz fur das 
Verschieben des Auftreffpunkts (28) ein Kurvenveriauf 15 
bzw. die Geschwindigkeitder Bewegung des Auftreff- 
punkts (28) verandert wird. 

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass zur Modulation der Intensitat des Laser- 
strahls (16) die Leistung des Lasers (15) verandert 20 
wird. 

7. Verfahren nach einem oder mehreren der Anspriiche 
4 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Modulation 
der Intensitat des Laserstrahls (16) synchron mit der 
Modulation der Bewegung des Auftreffpunkts (28) er- 25 
folgt. 

8. Vorrichtung zum SpleiBen von Lichtwellenleitern, 
mit einem Laser (15) zum thermischen SpleiBen von 
mindestens zwei Lichtwellenleitern (10, 11), mit min- 
destens einer Linse (18) zum Fokussieren mindestens 30 
eines von dem Laser (15) ausgestrahlten Laserstrahls 
(16) und mit mindestens einer optischen Komponente, 
insbesondere einem Spiegel (17), um den oder jeden 
Laserstrahl (16) auf die zu spleiBenden Lichtwellenlei- 
ter (10, 11) zu richten, gekennzeichnet durch eine An- 35 
triebseinrichtung (25) fur die oder jede optische Kom- 
ponente, insbesondere den oder jeden Spiegel (17), wo- 
bei mit Hilfe der Antriebseinrichtung (25) die oder jede 
optische Komponente derart bewegbar ist, dass eine 
Position eines Auftreffpunktes (28) des oder jeden La- 40 
serstrahls (16) auf die zu verspleiBenden Lichtwellen- 
leiter (10, 11) in Langsrichtung derselben verschiebbar 
ist. 

9. Vorrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass der Antriebseinrichtung (25) fur die oder 45 
jede bewegliche optische Komponente, insbesondere 
fur den oder jeden Spiegel (17), eine Antriebsteue- 
rungseinrichtung (26) zur Beeinflussung eines Kurven- 
verlaufs bzw. einer Geschwindigkeit der Bewegung 
des Auftreffpunkts (28) zugeordnet ist. 50 

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch ge- 
kennzeichnet, dass dem Laser (15) eine Lasersteuerein- 
richtung (27) zur Modulation der Intensitat des Laser- 
strahls (16) zugeordnet ist. 

11. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge- 55 
kennzeichnet, dass die Antriebsteuerungseinrichtung 
(26) und die Lasersteuereinrichtung (27) an einer Zen- 
tralsteuereinrichtung (22) angeschlossen sind. 
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